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【はじめに】MEMS加速度センサは、生活の中で様々な電子機器に広く利用されており、マイク

ロ G (G = 9.8 m/s2) レベルの分解能により、新たなアプリケーションの実現が期待できる[1]。我々

は、これまで高分解能化を目的として錘に Auを用いた 1軸静電容量型MEMS 加速度センサを開

発してきた[2]。また、同様に 1 軸差動型 MEMS 加速度センサについて報告してきた[3]。今回、

差動構造の最適化を実施し、Au 錘 1 軸差動型 MEMS 加速度センサを試作・評価した結果を報告

する。 

【デバイスの概要】提案した Au錘 1軸差動型MEMS加速度センサの概念図を Fig. 1に示す。Au

錘の上下にセンシング電極を設置することにより、差動での加速度検知を可能としている。マイ

クロ G レベルを検知するために、デバイスの目標性能として、チップ面積を 4×4 mm2以内とし、

ブラウニアンノイズ (BN) 、感度 (Sm) を、それぞれ 200 nG/√Hz以下、2.0 pF/G以上とするため

に、錘の厚さなどのパラメータを設計した。 

【評価結果】試作した Au 錘 1 軸差動型 MEMS 加速度センサのチップ写真と SEM 写真を Fig. 2

に示す。Au 錘 1 軸差動型 MEMS 加速度センサは、積層メタル技術により 7 層のメタルで形成さ

れている。30 µm の厚さの Au 錘が 4 本のバネで支えられていることを確認した。測定は、レー

ザードップラー振動計 (LV-1800、小野測器) を用いたリングダウン試験および加振器 (旭製作所、

WaveMaker05) と LCR メータを用いた容量の加振特性を実施した。測定結果から、ブラウニアン

ノイズ (BN) と感度 (Sm) は、それぞれ 154 nG/√Hz、3.1 pF/G であった。したがって、目標性能を

達成し、既報結果 (430 nG/√Hz) [3]よりも高い分解が得られたことを確認した。 

【まとめ】提案した Au錘 1軸差動型MEMS加速度センサを試作評価した結果、マイクロ G レベ

ルのセンシング実現の可能性があることを確認した。 
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Fig.1. Design of the proposed differential  

  MEMS accelerometer. 

 

Fig.2. Chip photograph and SEM images of  
the developed device. 
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